




























































专利名称(译) 检漏仪
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[标]申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

当前申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

[标]发明人 后町昌纪

发明人 后町昌纪

IPC分类号 G01M3/26 A61B1/00 G01M3/04 G01M3/28 G01M3/32

CPC分类号 A61B1/00057 G01M3/2815 G01M3/3263

代理人(译) 黄剑锋

优先权 2002073088 2002-03-15 JP

其他公开文献 CN1623084A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供检漏仪(1)，其检测被测定物(2)内的气体渗漏，其具备：提供
加压气体的加压气体供应源(11)；差压检测部(19)，其检测上述被测定物
(2)内的气体压力、与从上述加压气体供应源(11)所提供的加压气体压力
的压力差；压力调整部(20)，用于使从上述加压气体供应源(11)所提供的
上述加压气体的压力恒定。
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